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加速電圧: 5 kV 
倍率: X1,700図2. ジルコン結晶の(a)偏光顕微鏡像、(b)CL像、(c)相関像、(d)反射電子像、(e)定量マッピング像
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光-電子相関顕微鏡システム(MirrorCLEM)を用いたジルコンの観察

(A)クロスニコルによるジルコンの観察

(B) クロス二コル画像とSEMステージの
位置調整
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(C) 反射電子像によるジルコンの確認
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・画像の相互入出力
・SEMステージの制御
・クロス二コル画像とSEM画像の重ね合わせ
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(E) SEM、EDXによる元素マッピング像
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(F) 相関画像（偏光顕微鏡、EDX）

図1. MirrorCLEMを用いた砂岩中のジルコン粒子の観察
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